
CCDカメラを用いたひずみの評価には画像照合

法１）など高度な処理を必要とする方法もあるが、こ

こでは単純に試料表面にマーカーを描いて撮影する方

法を用いた。

本技術紹介では、測定原理について触れた後、引張

試験におけるひずみ罵臋 ɯアッソン比測定、繊悌併
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た結果を表１に示した。良い再現性が得られた。



どの柔らかい材料や薄膜などは微小な力が評価結果に

影響を与える恐れがある。この例としてFig.７にポリ
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６．おわりに

非接触法を用いてひずみを評価した事例を紹介し

た。接触法に比べ非接触法の適用旦り黒 詥 、 懐紹介∵ 偠 頦梡坍 ∵ 後


